
技術仕様

›

1000 Series

Removable tips for 
varying  sample sizes

Single Point Needle, 1mm Grid, 3mm Half-Grid, 
3mm Full-Grid

Tilt Range ±90° (dependent on stage limits)

Image Resolution Down to microscope specification

TEM Compatibility TFS, JEOL, Hitachi, Zeiss

1mm グリッド・チップ
このティップは顕微鏡内対物レンズの狭い空間において、高チルト角トモグラフィー用に
1mmの幾何形状試料をクランプします。

試料ティップ・オプション

シングルポイント・チップ
このティップは針状試料専用の試料ティップです。ナノスケールの針状試料は、着脱式ティッ
プに直接蒸着された材料を、FIBカットすることで作製されます。シングルポイント・ティップは
、ステージの可動領域内において、高アルファチルト角にまで追従します。
それにより、針状試料を良好に観察することを可能にします。

3mm ハーフグリッド・チップ
このティップはハーフグリッド保持用に特別に設計されています。クランプされた試料に
は影ができず、高品質のトモグラフィーデータを得ることが可能です。
また、標準的なFIBリフトアウト法で作製された試料だけでなく、針状試料にも使用できます。
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トモグラフィーホルダー

着脱式試料ティップは、同一の試料をTEMとアトムプローブ両方の顕微鏡にセットできるため、両顕微鏡の相関的なイメージ
取得が可能になります。また、着脱式試料ティップはFIB/SEMに直接セットすることもでき、試料作製が容易に行えます。

3mm フルグリッド・チップ
このティ
ップは標準的な3mmの試料をクランプし、高アルファチルト角での影を最小限に抑えるこ
とが可能です。
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              THERMO FISHER SCIENTIFIC TEM

JEOL TEM

アトムプローブ・トモグラフィーのワークフロー

対応機種

HITACHI TEM

ZEISS TEM

トモグラフィホルダーで使用できるアクセサリー：

1mm 角グリッド

1mm L型グリッド

3mm タブ付きグリッド

ハーフグリッド設置用治具

フルグリッド設置用治具

アクセサリーについて

当社のシングルチルト・トモグラフィーホルダーは、試料をクランプす
るティップの取り外しが可能で、他のプラットフォームとの相関的なイメ
ージングを可能にする設計がされています。このシステムは並外れた
高チルト角を実現したため、試料実態のみがミッシングウェッジの唯
一の要因となっています。
他にもさまざまな種類の着脱式ティップが用意されており、試料支持
の形態に合わせてカスタマイズすることができます。

アプリケーション事例

›
›
›
›

製品概要

	 ナノ構造および包埋構造の3D再構成(転位など)
	
	 TEMとアトムプローブ・トモグラフィーの相関比較

	 包埋生体試料の3D再構成

›
›
›

1試料1ティップ：当社のトモグラフィーホルダー・システムに加え、FIB、アト
ムプローブの組み合わせにより、原子スケール3D画象を再構成する包括
的かつ相互相関的なデータを取得できます。
試料はFIBで必要なサイズと形状に加工され、ティップに取り付けられたま
まTEMにセットされます。TEMを使用して、最終的な形状の確認を傾斜系
列取得で行った後、アトムプローブにセットして最終的な分析を行うこと
ができます。

›



TEMトモグラフィーを用いたナノワイヤーの特性評価

ノースウェスタン大学の研究者らは、ハミングバード社製
のトモグラフィーホルダーを使用し、金触媒を用いたナ
ノワイヤーの特性評価と、Siナノワイヤー上の金（Au）の空
間分布マップを作成しました。
Siナノワイヤー・デバイスに付着したAuナノ粒子は、ナノ
ワイヤーの局所的な表面プラズモン励起によって、光電流
を著しく増大させました。
このような材料におけるナノスケールの構造特性を完全に
理解するためには、サブナノメートルの解像度を持つ3次元
的な視点が必要です。

参考文献：J. Wu, S. Padalkar, S. Xie, E.R. Hemesath, J. Cheng, G. 
Liu, A. Yan, J.G. Connell, E. Nakazawa, X. Zhang, L.J. Lauhon, V.P. 
Dravid. “Electron Tomography of Au-Catalyzed Semiconductor 
Nanowires,” Journal of Physical Chemistry C 117:2 (2013) pp.1059-
1063.
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左図b,c： 角度を付けたナノワイヤーの暗視野STEM像
スケールバーは50 nm

右図d： Siナノワイヤー上のAu粒子分布の3次元イメージの再構成


